
案例分析

全自动线纹尺检测设备

线纹尺 (Line scale) 一般由玻璃制成，表面上准确地刻有等

间距平行线，通常配置在比长仪、显微镜、测量仪器等长度测

量设备上，作为测量距离和行程精度的重要参考基准。测量线

纹尺上的刻度距离需要高精度仪器，测量分辨率往往要求达到

纳米级，任何微小的环境因素所造成的误差都会影响测量结果

的准确性。附属于香港特别行政区政府创新科技署的标准及校

正实验所 (SCL) 设计并制造了一台全新线纹尺测量系统，其采

用雷尼绍XL-80激光干涉仪补偿测量过程中因测量机台架设位置

偏移所导致的误差。 

香港特别行政区政府创新科技署辖下的标准及校正实验所

负责制定和维护香港地区的物理测量参考标准，并为本地的测

量标准及测量仪器使用者提供校正服务，以确保其准确执行测

量工作，且能正确溯源至相关标准。除此之外，标准及校正实

验所还为检测及认证行业实验室提供能力验证服务，以证明他

们具备相应的技术能力。

线纹尺测量系统的工作原理和结构

测量线纹尺上的刻度精度简单来说就是测量被测线与参

考线（一般是零位）之间的距离，结合影像分析和激光补偿技

术，系统可计算并调整数据（线纹）读取位置，从而减少阿贝

误差 (Abbe error)。不过在实际操作中，该系统往往需要将更

多实际环境因素以及其他不确定性计算在内，因此在设计时必

XL-80激光干涉仪为线纹尺量测系统提供精
准可靠的位置补偿解决方案

解决方案:
透过激光干涉仪XL-80补偿系统中出现的

阿贝误差。

挑战:
线纹尺测量分辨率往往要求达到奈

米级，微小的环境因素所造成的误

差都会影响测量结果的准确性，包

括阿贝误差。

客户：
香港特别行政区政府创新

科技署标准及校正实验所

(SCL)

行业：
科研实验

须有效地对各种环境和人为因素所引起的误差进行补偿。SCL
所研发的线纹尺测量系统主要由光学防震平台、移动平台、摄

像头、显微镜、像素计算程序、光学镜组（包括分光镜、反射

镜）及雷尼绍激光干涉仪组成。线纹尺的长度测量范围为0.01 
mm到750 mm，而系统的测量不确定度仅为0.15 µm - 0.41 µm。

线纹尺测量系统配置了一台雷尼绍XL-80激光干涉仪，用

于对系统中出现的阿贝误差进行补偿。系统中的移动平台采用

以压电电机驱动的空气轴承平台，全长800 mm行程的直线度为

0.9 um，重复精度达20 nm；最大扭摆、俯仰和滚摆角误差分别

为+/-0.5角秒。由于SCL位于大厦的35层，风和道路交通引起的

振动会影响测量精确度，因此必须将系统放置在光学防震平台

线纹尺测量工作台



www.renishaw.com.cn/scl
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